
高圧環境下によるオゾンバブリング

スマートエキシマ（UV方式）によるオゾンガス生成

高圧環境下において、従来のオゾン発生方式で
は放電が立ち難く、安定したオゾン生成が困難で
したが、当社スマートエキシマランプを用いたオゾ
ン生成は、圧力の影響が少なく、高い圧力環境下
でも安定したオゾン供給を行うことが可能です。
また、少ないガス流量でも生成量が下がりにくい
ため、高濃度オゾンを供給するのに最適です。

ピュアオー・テクノロジー（スマートエキシマランプ）で生成するUV方式の
オゾンは、高圧環境下でもオゾン生成量・オゾン濃度が下がらず、安定したオ
ゾン供給が可能です。

条件
・原料ガス：圧縮空気（G3）
・供給側のガス圧（ゲージ圧）を0.1MPa～
0.7MPa、オゾン発生器出口の流量を0.1～
5L/minに調整し、紫外可視分光光度計によ
りオゾン濃度を測定

◯ORC製オゾン発生モジュール（UV方式）
オゾン発生量 300mg/hを使用

＜用途例＞
水深が深い（水圧が高い）場所のオゾンバブリング処理
圧縮オゾンガス吹付けによる機材や車内の脱臭・脱色・殺菌
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放電方式のオゾン生成量推移（一例）

市販されている放電方式のオゾン発生モジュールについて、前項と
同一の実験系で評価しました。供給側のガス圧を徐々に増加させると
オゾン生成が減少し、0.18（MPa）付近で放電が停止しました。
→放電方式は圧力上昇の影響を受け、オゾン生成量の減少や、動作停
止が発生する可能性があります。

条件
・原料ガス：圧縮空気（G3）
・供給側のガス圧（ゲージ圧）を0.05MPaから増加させつつ、オゾン発生器出口の流量を1L/minに都度調整
を行い、紫外可視分光光度計によりオゾン濃度を測定

◯他社製 オゾンユニット（放電方式）
オゾン発生量カタログ値 100～500mg/hを使用

オゾンモジュール例
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